Ha3zus npeamera: [Ina3meHe TexXHOI0THjE

HacraBHuK Win HacTaBHUIK: 30paH MujaroBuh

Craryc npeamera: n300pHU

Bbpoj ECIIB: 15

YcaoB: Ousnka mia3zMe

s npeqmera

Jla ce cTyeHTH yIo3Hajy ca OCHOBHUM IpOLIeCHMa I1JIa3Ma TEXHOJIOTH]a, ¢ 003UpOM Ha BeoMa MIUPOKY U
Pa3HOJIMKY IPUHMEHY.

Hcxon npeamera

HaxoH ojic/tylaHor u Hay4eHOr cajipkaja mpeaMeTa CTyIeHT Tpeba 1a iMa pa3BHjeHe:
- Ommre crmocoOHOCTH:

CTyIeHTH CTHYY OIIITA Ca3Hamka O IPUMEHH IIa3Me.

- TlpenmerHo-cnienupuyHe CIOCOOHOCTH:

[Nojenune TexHonoruje 6uhe nerapHUje paspahene na he To 3Hame KacHUje
OuTH Moryhe NpUMEHUTH U YIIpaKcu

Canpixaj npeamera
Teopujcka nacmasa

Ocnosu meopuje joHuzosanux 2acosa. Pasnomesicne niasme. Hepasnomesicne (Huckomemnepamypcke)
naasme. Mooenu RF u DC npasicrwerwa. Humepakyuje niasme ca nogpuunama. Ilpouszeohere u meperve
8akyyma u Huckux npumucaxa. Ipadcroera na eucokum u ammocgepckum npumucyuma. Ilnasma xemujcke
npumene nepagrnomesicne naasme. [lenozuyuja manxux ciojesa. Joncka umnianmayuja. Ilnasma pacnpuusaroe
cnasusarse u Hacpusarse. Texnonocuje npouzsoore unmezpucanux Koaa. Hepasnomegicna niasma y uzgopuma
ceemaocmu u cHonosu vecmuya. Turasa npadxcroerva. HHOYKMUSHO cnpecHyma npaxcrverba. M3eopu cHonosa
yecmuya. I'acnu aacepu. [lnasma expanu. Ocmane npumene niazmu. Tpemman mexcmuna. Ilnasma
nonumepuszayuja. Ilnasma cmepunuzayuja u mpemman scuge mamepuje. Ilnazme y menexomynuxayujama u
eenepamopuma muxkpomanaca. Ilnazma pakemuu momopu. Kopone. Ilnasma jonuzamopu. Ilnazma y
meynocmuma u o0zosapajyhe mexvonocuje. Omsporwasarve nospuiuna pesroz arama. Ilnazma y enepeemuyii.
Dysuja. Maenemo-xuopoounamuuku-zenepamopu. Ilazma npexuoayu. Ilpouzsoora pomohenuja. Illpumene
pasHomedcHux niasmu. JIyuna npaxcroerva. Mmnyacuu nyxosu. Jlyune namne. Ilnasmomponu kao
naasmaxemujcxu peaxmopu. Iacuguxayuja copusa. Ilpoussoora npawkosa. [lenonogarse yebeHuuHux
cnojesa. Ilpoussoorwa gyrepena u nanomyba. Ilazma mpemmar OMnAOHUX mamepuja.

Hpakmulma Hacmaea

Humepakyuja nnazme ca nogpuunama Ha ammocpepckom npumucky. Ipumep MXJ] cenepamopa.
Ynompeba naasma npexudaua. Ilpumep npouszsoore gyrepena.
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Bbpoj uacoBa akTHBHE HacTaBe Teopujcka HacTaBa: 4 ‘ CTyamjCcKu UCTpaXKUBavKu pai: 6

Metone usBohema HacTaBe
[IpenaBama (4 yaca HeEJbHO, Y TOKY CEMECTPa), CaMOCTaIHU pak (6 yacoBa HelleJbHO, Y TOKY CEMECTPa).

Ounena 3Hama (MakcumaiHu 6poj moena 100)
CeMHHAPCKHU paji BE3aH 3a CTYIHjCKUM HCTpakKuBavykuM panoM 40 moeHa.

Vemenu uctiut 60 moena

Hauun npoBepe 3Hama MOy OUTH Pa3iIHyYMTH : (IMCMEHH UCIIUTH, YCMEHH HUCIT, NPE3eHTallja POjeKTa, CEeMHHAPU

*MakcuMalnHa nyxHa 1 ctpanuna A4 gopmara




